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Abstract (en)
The method involves providing blanks (20), and processing blanks with abrasive fluid jet (32) for carrying materials of blanks. The fluid jet exhibits
a radiation diameter, which is larger than the dimension of the blanks in a plane perpendicular to the direction of the fluid jet. The fluid jet is aligned
under two different incident angles on the blanks for processing of the blanks in such a manner that a desired stripping profile is reached. An
abrasive material such as cerium oxide and silicon carbide, is attached to the fluid jet. Independent claims are also included for the following: (1) a
device for manufacturing optical elements e.g. aspherical mini and micro lenses (2) a computer program product, in which a base cutting profile is
stored.

Abstract (de)
In einem Verfahren zum Herstellen von optischen Elementen wird auf einem Rohling (20) mit einem abrasiven Flüssigkeitsstrahl (32) Material
abgetragen. Der Flüssigkeitsstrahl (32) weist eine Strahldicke (d) auf, die grösser ist als die Dimension (D) des Rohlings (20) in einer Ebene (E)
senkrecht zur Richtung (R) des Flüssigkeitsstrahls. Indem der Flüssigkeitsstrahl (32) unter unterschiedlichen Einfallswinkeln (±) auf den Rohling (20)
geführt wird, können vordefinierte Abtragprofile in asphärischer Form erzielt werden.
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